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概要 

ロボット研磨＋計測器 
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要求される計測精度 

ざっくり言うと、 
長さ10cmを測るときはrms=50nm、1mでは100nm 



Φ600放物の研磨 
計測パス（φ180に外接、60度毎に6本） 
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3点法の結果 
60本計測＋データステッチ 

CGH干渉計の結果 
（株式会社ササゴより提供） 

概ね似ているが、大きな構造では差が大きい 



クリーンルームの導入 

• これまで 
• センサのデータロストが頻発する問題 

• 原因が引きずりによる振動と汚れによる反射光ロスの
切り分けができなかった。 

• 汚れであれば、クリーンルームの導入の価値あり 
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約10mm 

先回と同じ位置で同じセンサが 
あがってロスト 

瞬時にロスト 

走査方向 

同じ場所で異なるセンサがデータロストしているので、汚れの可能性が高い 



ゴミに乗り上げても落ちない 

先回と異なる位置で違うセンサが 
あがってロスト 

通常の振動にくらべて1桁程度大きな速度変化が起きてもデータロストしていない 

引きずりによる振動より、鏡面上の汚れ等が原因と推定できる。 
クリーンルームの導入は有意義 



第三鏡（平面） 
の計測と加工 



計測 

• 研削後のフラッシュ研磨
を行った平面鏡（M3） 

 

 

• 計測開始点・終了点で
の中央のセンサの位置
は縁から15 mm内側 

• φ100に外接する60本、
φ15に外接する40本の
合計100本 

 



12/18の計測 

赤線がロストした計測ライン 

10本がロストしたので90本でスティッチング 
 



結果 12/18 

等高線の間隔: 0.2 um 
-1.3 um 0.7 um 
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支持機構による変
形はP-V=100nm程
度のはず 



12/19の計測 

赤線がロストした計測ライン 

4本がロストしたので96本でスティッチング 
 



形状の比較 
12/18 12/19 

等高線の間隔: 0.2 um 
-1.3 um 0.7 um 



2回計測の差 

ロストした計測ライン付近の再
現性が悪い 

 



2回計測の差（相互にデータ保管） 

RMS=11 nm 

P-V=490 nm 

94%P-V=30nm 

(曲率のみ減算) 

 

等高線の間隔: 0.05 um 
-0.1 um 0.1 um 



捕捉 
独立計測（Zygo）との比較 

RMS=5.5 nm 
P-V=25 nm 



第三鏡の仕様変更 
について 
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• 45度入射を考慮してなかった 

：斜入射の分だけ緩和する 

：投影面に対して構造関数を再定義する
ため、長軸方向は厳しくなる 

→長軸方向の仕様に変更なし、短軸方向
に√2倍緩和 
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M3の仕様（構造関数） 



仕様定義 

TMTの副鏡 TMTの第三鏡 

形状修正機構の無い場合の構造関数 


